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탄소나노튜브 가스센서를 이용한 패키징된 소자의

진공도 변화 측정
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탄소나노튜브 의 가스 흡착특성은 년에 에 보고된 이래로 많은(carbon nanotube) 2000 Science
연구가 진행되어 왔으며 탄소나노튜브는 분자상태의 가스를 검출할 수 있는 능력을 가지고,
있다 따라서 탄소나노튜브 가스센서를 이용하여 패키징 된 소자의 진공도를 측정하고자 한다. .
일반적으로 진공 패키징을 하기 위해서는 진공 에 소자를 설치하고 에 부착chamber , chamber

된 이온게이지 등을 이용하여 패키징을 진행한다 그러나 이것은 의 크기와 부착 위치. chamber
등 패키징이 되고자 하는 소자와는 별개의 조건을 나타낸다고 할 수 있으며 진공소자에 대해,
서는 정확한 진공의 정도를 알 수 없다 또한 진공된 상태의 내부에서 진공의 변화를 측정하는.
것이 어렵다 이는 진공 패키징 이후에 발생하는 에 대한 정확한 측정이 불가하기 때문. outgas
이고 이 는 패키징 후에 소자의 수명을 좌우할 수 있다, outgas .
따라서 본 연구에서는 탄소나노튜브를 사용한 가스센서를 유리 기판에 프린팅 방법으로

패터닝하여 준비하였다 그리고 시간에 따른 진공상태의 변화와 센서의 출력을 측정하여 그.
변화의 상관관계 및 진공게이지로써의 가능성을 조사 하였다 제작된 탄소나노튜브 가스센서.
는 공기 중에서 수백 의 저항을 가지고 있으며 많은 가스분자를 흡착하고 있다 따라서, .Ω
진공 패키징 시에는 탈가스 시켜야만 하며 이를 위해서는 가열하는 방법을 사용한다 탄소나, .
노튜브의 가열을 위해서는 별도의 히터를 사용하지 않으며 측정을 위한 전압보다 매우 높은,
바이어스 전압을 인가함으로써 탄소나노튜브 자체에서 열을 발생시켜 흡착되어 있던 가스를,
제거한다 이렇게 탄소나노튜브 표면의 가스분자를 제거하는 동시에 고진공으로 펌핑을 하면.
서 진공 패키징 공정을 실현한다.
따라서 이러한 진공 패키징은 탄소나노튜브 또는 금속의 을 이용한 고진공tip field emission

소자를 구동할 경우 내부의 진공도 변화를 관찰할 수 있다 탄소나노튜브는 기판에 직접 성장.
및 분말을 통한 후막처리를 통해 다양한 형태로 제작할 수 있기 때문에 소자의 내부의 진공을

측정하기 위한 측정 방법 및 테스트 게이지로써 활용할 수 있다.




